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При изучении различных материалов часто возникает необходимость получения изображения рельефа исследуемой поверхности, например многослойных покрытий, металлизация, мест паяных соединений и др. Существуют специальные методы микроскопии: сканирующая туннельная, атомно-силовая, ближнепольная оптическая и др.[1], которые позволяют получить, как рельеф линии, так и объемное изображение рельефа всей исследуемой области поверхности по результатам сканирования. Однако, эти методы требуют специальной пробоподготовки, установки образца в держатель микроскопа, имеют малое поле сканирования  и неприменимы для изучения рельефа непосредственно на изделии. 
Нами разработана методика получения масштабированного профиля вдоль линии проведенной на изображении исследуемой поверхности, а также получение трехмерного изображения по фотографии с цифрового оптического микроскопа, которую мы назвали сканирующая оптическая микроскопия.
Основой предлагаемого нами метода, является то, что количество отраженного света, падающего в объектив оптического цифрового микроскопа зависит от наклона поверхности. В цифровом микроскопе изображение строится по пикселям, яркость которых зависит от интенсивности света падающего на пиксель ПЗС матрицы. Тогда можно поставить в соответствии яркости изображения пикселей угол наклона поверхности по профилируемой линии. Это даст нам картину рельефа по рассматриваемому срезу, а также возможность получения трехмерного изображения рассматриваемой поверхности. Таким образом, можно провести и просканировать линию в определенном выбранном месте на изображении, а также в результате получить объемное изображение исследуемого объекта. 
Возможности разработанной нами методики мы показываем на получении профиля поверхности модельных объектов с известной геометрией: лесенка из бумаги, капля олова, заточенная пластина, галтель паяного соединения. Полученные профили выделенной линии на модельных объектах четко отражают особенности рельефа и наклона поверхности. Полученные нами трехмерные изображения поверхности по фотографии с оптического цифрового микроскопа дают четкую картину рельефа исследуемой поверхности.

Таким образом, наши исследования показывают возможность применения цифрового оптического микроскопа и разработанной нами методики для изучения особенностей рельефа исследуемых поверхностей. Основные её достоинства: возможность проводить исследования поверхности реальных объектов без специальных пробоподготовки, охват достаточно большой области поверхности, возможность расположения микроскопа под любым углом наклона, невысокая стоимость оборудования и программного обеспечения. Области применения нашей методики: исследование краевых областей различных поверхностей, объектов поверхности которых образованы многослойными покрытиями, углов смачивания и др.
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